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令和２年度ISO/TC172/SC1分科委員会WEB会議開催

５月１９日（火）午前WEB会議にて、ISO/TC172/SC1(光学及びﾌｫﾄﾆｸｽ/基本規格)分科委員会が開催されました。

委員による自己紹介の後、まず、平成３１年度（令和元年度）の活動報告が、渋谷ＳＣ１分科委員会会長及び各ワーキンググループの主査より行われました。次いで事務局より平成３１年度の収支報告が行われました。

令和２年度年度SC1分科委員会の主な報告事項は以下のとおりです。（渋谷分科会長の報告書より抜粋）
Ⅰ．ISO/TC172/SC1分科委員会委員（敬称略）
氏　　　名　　　　　　　代表する組織等　　　　　　　　　　勤務先等

渋谷眞人　　　
ＳＣ１分科委員会会長　　　　　　
東京工芸大学　名誉教授
木佐貫純也　
経済産業省産業技術環境局　
国際標準課
三浦康晶　　
日本規格協会　　　　　　　　　　
標準部　規格開発ユニット
山本直樹　　　
カメラ映像機器工業会　　　　　
主幹
財部義史　　　
日本医用光学機器工業会　　
同工業会事務局長

黒川孝志　　
日本顕微鏡工業会　　　　　　　
同工業会事務局長

水垣　勉 　　
日本光学硝子工業会　　　　　
同工業会事務局長

木村俊一　　
日本光学測定機工業会
同工業会事務局長
利田光考　　
㈱トプコン　　　　　　　　　　
技術本部
神崎淳二　　
日本望遠鏡工業会　　　　　　　
同工業会会員委員
松山知行

SC１分科委員会委員

㈱ニコン

Ⅱ．報告事項
1. 構成
議　長：Frank Höller（ドイツ：Carl Zeiss Oberkochen）
事務局：ドイツ（DIN：Clara Engesser　副Jennifer Dias）

メンバー：

P（Participating）メンバー（活動会員）：ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ルーマニア、スイス、イギリス、アメリカ　（11カ国）

O（Obsever）メンバー（傍聴会員）：オーストリア、ブルガリア、チェコ、香港中国、
ハンガリー、イラン、ポーランド、ロシア、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン、（12カ国）
WG：
WG1: General optical test methods

      　Convenor: Eckhard Langenbach (スイス、FISBA)　
国内主査：吽野靖行(キヤノン) 

WG2: Preparation of drawings for optical elements and systems

      　Convenor:　 Richard N. Youngworth（米国：Riyo LLC）　
　　　　国内主査：富岡誠(オリンパス)　 

WG3: Environmental test methods

      　Convenor: Michel Honlet（ドイツ,Cassidian社）
　　　　国内主査：徳田憲昭（ニコン）（2019年度から石井裕和（ニコン）から交代）

WG4: Data transfer：Contents and management

      　dormant(休眠状態)であるが、下記Ad-Hoc Groupが活動している。
Ad-Hoc Group： NODIF and PLIB　
Convener：Toshiya Takitani, Junji Kamikubo
国内主査：上窪淳二（ホヤ）
2. 活動状況

2.1 国際会議

（１）SC1全体会議

・日時・開催場所・参加国・出席者数

2019年11月11日から13日（SC1プレナリー会議は13日）（第32回SC1総会）。場所：中国計量大学（中国杭州）。Pメンバー11カ国のうち、中国(１名)、フランス(３名)、ドイツ（6名）、日本(７名)、スイス(１名)、アメリカ（4名）の６カ国が参加した（議長（独）及び秘書１名（独）を含まず）。2年連続して、常連のルーマニアが欠席であった。中国は6年連続参加しているが、実質的な協議には熱心ではなく、地元開催で観光に魅力がないためか却って参加人数が減った。日本からは、渋谷眞人(東京工芸大学、代表団長、SC1国内委員長、WG1、WG2、WG3エキスパート)、吽野靖行（キヤノン、WG1国内委員会主査、WG1エキスパート）、富岡誠（オリンパス、WG2国内委員会主査、WG2エキスパート）、瀧谷俊哉（コニカミノルタ、WG4、NODIF&PLIB Ad-Hoc-Group Convener）、斉藤道明（ニコン、ＷＧ４エキスパート）、茂木隆宏（日本光学工業協会、TC172およびSC1国内事務局長）、松山知行（SC1エキスパート、ニコン）の7名が参加した。WG3は開催されなかった。
杭州の、学園都市とでも言って良いであろう複数の大学が並立している場所にある、中国計量大学（1978年開校）の講堂風の会議室で行われた。

・主な議決事項、特記事項など

＊TC172/SC1の会議である。光学機器がますます高精度・高性能になり、新たな設計法・加工法・計測法も発展しており、光学素子の面精度、面粗さ、表面欠陥の測定法、及びそれらの図面表記法の重要性が一層高まってきている。WG1/WG2合同会議では面形状表記法、波面形状表記法、それらの波面計測法の今後の進め方を議論した。特にISO-14999-4、10110-5,10110-14の3点セットの揃合的な見直しを進めることになった。さらにDOEの新規格について進め方の基本方針を議論した。WG１では研磨面欠陥検査に関するマシンビジョンや分光計測について議論した。WG3は大きな課題はなかったため開催されなかった。WG4はdormant（休眠状態）のままであるが、ad-Hoc-Group（特任部会、臨時専門部会）が公式に継続されていて、ISO25297( NODIF)はISO10303（STEP）と整合させること、ISO23584はISO13584（PLIB）と整合させることが重要であることを、ad-Hoc-Groupの実行部隊である日本側が丁寧に説明した。

＊TC172の全体会議が行われた。今回からTC172の委員長がUlrich(Zeiss、Germany) からKiyontoke（Asphericon Gmbh、Germany）に交代した。TC172直下の“AR/VR”ad-HocグループではIEC/TC110から上原伸一さんがIECの状況を紹介した。また、SC1,SC3,SC4,SC8の会議が開かれ、SC1,SC3,SC4,SC5,SC6,SC7,SC9全てのSCのポスター報告が行われた。
＊米国が中国開催に熱心でないことも有り、いつもに比べて低調であった。
＊中国標準(标准)化管理体制（SAC：Standardization Administration of the China）について紹介があった。規格の番号付けは、日本と同じように、ISO番号とは独立している（ドイツやフランスなどは国内規格の番号の中にISO番号入っている）。

＊次回は、2020年10月または11月に米国で開催する予定。
2.2 国内会議
(1)  SC1分科委員会：2019年5月1４日: 機械振興会館
　  分科会会長と各WG主査から、2018年度の活動報告を関連業界に行った。

2.3 JIS原案作成委員会

WG2関係の10110-6（偏芯公差の図面表記）,10110-7（研磨面キズの図面規格）,10110-9（コーティングの図面規格）、及び10110-11（光学部品の一般公差の図面規格）が改正されており、2019年12月17日に第1回の会議を行い、JIS改正作業を進めている。３月は新型コロナの為に会議が開けず、メールベースで改定作業をしている。

3. 発行された国際規格（発効状況は、ISO-HomeのSC1 committee projectで確認）
(1) ISO TR14999-2 (WG1) " Optics and photonics – Interferometric measurement of optical elements and optical systems — Part 2: Measurement and evaluation techniques”

(2) ISO/FDIS 13653 (WG1) “Optics and photonics— Measurement of relative irradiance in the image field”  

(3) ISO/FDIS 19962 (WG1) " Optics and photonics – Spectroscopic measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elements” 

(4) ISO/DIS 10110-1(WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1 Surface imperfections” 
(5) ISO 10110-8 (WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 8 Wavefront deformation”

(6) ISO 10110-12 (WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 12 Material Imperfections – Stress Birefringence, Bubbles and Inclusions, Homogeneity, and Striae ”
4. 規格案投票関係 

4.1　CD、DIS, FDIS（括弧内は日本の投票/　投票結果/ 会議審議結果）(committee draft,　draft International Standard, draft International Standard) なお、ＣD投票結果判定は公式にはなく、SC1では全て投票後の国際会議で判断している。100%approveのときはDISを飛ばしてFDISに行くこともある。また2ndCDを出すこともある。
(1) ISO/CD 15368 （WG1）“Optics and photonics—Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements”  (approval with comments /approval/DISへ（杭州決議））

(2) ISO/FDIS 10110-1(WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1 Surface imperfections” (approval with corrections/ approved/ FDISへ（杭州では議論せず）)

(3) ISO/FDIS 10110-8(WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 8: Surface texture; roughness and waviness” (approval with corrections / approved/ FDISへ（杭州では議論せず）)
(4) ISO/FDIS 10110-12 (WG2) : “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 12 Aspheric surfaces ” (approval with corrections / approved / FDISへ（杭州では議論せず））
4.2　新提案投票　(括弧内は日本の投票/投票結果/ 会議審議結果)

　なし

4.3　定期(発効後3年、以後5年置き)見直し（Systematic Review） (括弧内は日本の投票/投票結果/会議審議結果)　定期見直し継続条件は、ISO/IEC　directives　2001年版2.9.3.2項に拠ると、「5カ国以上で採用されているか使用されていること、および投票において単純過半数(2.3.5に依ればabstainを除く過半数)がconfirmであること」
　
(1) ISO SR 9358 (WG１) " Optics and optical instruments—Veiling glare of image forming systems—Definitions and methods of measurements – (confirm /confirm /confirm(杭州) ただし次回の米国会議でルーマニアの提案について議論する)
(2) ISO SR 9022-4 (WG３) " Optics and photonics – Interferometric measurement of optical elements and optical systems — Part 2: Measurement and evaluation techniques” (confirm/confirm/confirm(杭州))
(3) ISO SR 23584-1（TC172投票、実質検討SC1/WG4）”Optics and optical instruments — Specification of reference dictionary—Part1:General overview on organization and structure” (confirm/confirm/confirm(杭州))
4.4　TR（Technical Report）投票

　なし

5. 現在審議中の主な案件
(1) ISO14999-4,10110-5,10110-14は、1５年ほど前に3つを一緒に改定したものである。しかしながら3つの規格相互の関係が曖昧で不適切である。今後はこれを逐次見直して行くことが共通認識された。具体的なprojectが作られたわけではない。

(2) ISO 15368「Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements」の見直し作業であるが、ISO20473「スペクトルバンド」で規定される用語に無理やり合わせて、装置が実際に可能なあるいは想定している波長域と齟齬を生じていることを、日本から強く指摘した。（そもそもこのISO20473の議決に際しては、英国と日本は強く反対したのだが、多数決で議決されてしまったものである。例えば、宇宙からの地球観測では中間赤外は、太陽光反射光と地球の放射光の強さがおおよそ一致する領域という物理的意味を持つのであり、英国からきちんと発言があったにも関わらず、そのようなことは全く無視されてしまった。）波長域に関する齟齬がないようにするなど、改定した上でDISに進むことになった。この見直しに絡んでPart-2として分散型分光器（プリズム分光器や回折格子分光器）に特化した上で、single-beam計測とdouble-beam計測（参照ビームに因って光源の揺らぎの影響を補正できる）の双方を明確に含んだ規格を作ることを、日本として目指しているので、見直し作業も十分注意していく必要がある。

(3) ISO PWI　10110-16 ”Preparation of drawings for optical elements and systems - Part 16: Diffractive surfaces”（WG2）IS（International Standard）にする方向で進んでいたが、回折素子といっても様々な形態があり、Scope(守備範囲)をどこまで広げるかが、まだはっきりしていない。TS(Technical Standard)にするという案が出てきた。DISの段階でISに移行することも可能である。また、計測（metrology）については当面は考えないことになった。NWIPを作り投票することになっている。日本には独創的な技術があり、注意していく。
(4) ”NODIF and PLIB(ad-Hoc Group、特任部会)”　日本が特任部会のコンビナーである。ISO13584（PLIB Part Library）は電子商取引のための規格であり、その中に製品部品などの階層構造を持っていて、さらに現在は、IEC／CDD“Common Data Dictionary”を活用する方向で進展している。ISO23584（Reference　Dictionary）は光学に関する用語を規定しているが、23584もPLIBと同様に改良発展するべきであり、改定案を日本が作成していくことになった（2020/5/E）。
ISO25297（NODIF：Neutral Optical Data Interchange Format）は日本が作った規格であり、光学製品の設計製造にあってCADやCAMを使う上での、データおよびデータ交換の基準を与えるものである。ISO10303という自動車や飛行機に関してのデータおよびデータ交換の基準を与える規格を模範として、それらと整合するように改良発展させていくことが望ましく、23584と同じく日本が改定案を作成していくことになった（2020/5/E）。
6.その他
(1) ISO10110-6の改正に基づいて対応するJIS９０-6に改正作業をする中で、英語の用語が適当ではないのではということで、JIS作成委員会主査の富岡さんからしていただいた。"cylindrical datum "は "cylindrical datum axis"に、"spherical datum "は"spherical datum point"に、"circular cylindrical datum "は"circular cylindrical datum axis"とした方が明確ではないかという質問である。日本側の指摘のように書いた方が意味は明確になるが、英語の慣例としては前のままの用語で良い。というような回答で会った。英語の回答文章を全文載せるのが正しいであろうが、二つほど抜粋すると、” English is not always strict”とか“You can add explanatory notes, and perhaps choose your own more descriptive terms so long as they maintain the sense and logic of the ISO. The result could be a more easily readable and understandable document.”とある。後者の英文には日本語独自の用語を用いても良いのではと書かれてある。翻訳というのは本質的に意味があることを、改めて理解できた。
(2) TCやSCのセクレタリーは、マネージャーと呼称が変わる。実際の作業内容を考えると単なる秘書という作業以上のことがあり非常に適切な対応である。
(3)ISO規格を完成するために48ヶ月という工程を今までは選べたが、その選択は出来なくなった。36ヶ月で作らなければならない。
関連工業会情報

「光学実験入門」技術講座

開催日
：２０２０年８月２７日（木）～２８日（金）

時間
：（初　日）１０：００～１７：３０　（二日目）９：００～１５：１５
会場
：機械振興会館　別館４階　研修室



東京都港区芝公園３－５－８


　
電話　０３－３４３４－９３２１
主催
：一般社団法人　日本オプトメカトロニクス協会

定員
：８名
講師
：齋藤春司氏（元㈱ニコン　）
初日：１．ピンホールカメラの実験
２．レンズの焦点距離の計測実験
　　　　３．レンズによる結像実験
４．レンズの収差測定の実験
　　　　５．ルーペの実験
２日目：６．スライドプロジェクターの実験　７．レンズメータの実験
　　　　　８．望遠鏡の実験

　　９．顕微鏡の実験
　　　　　１０．組み合わせレンズの実験









以上
令和２年３月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル
カメラ
	140,196
(0.68)
	6,488
(0.59)
	225,812
(0.68)
	146,908
(0.62)
	8,319
(0.75)
	225,834
(0.75)
	114,607
(0.44)

	フィルム

カメラ
	7,047
(0.87)
	8,196
(0.82)
	6,005
(0.94)
	7,973
(0.95)
	9,613
(0.87)
	5,475
(0.78)
	9,488
(1.06)

	交換レンズ


	150,182
(0.79)
	8,210
(0.72)
	80,941
(0.64)
	172,809
(0.67)
	8,052
(0.62)
	22,615
(0.47)
	710,088
(1.23)

	光学・精密
測定機
	23,275
(0.84)
	7,596
 (0.96)
	-
	24,575
(0.77)
	8,592
(0.95)
	-
	34,004
(0.98)

	光分析機器

	13,897
(0.90)
	23,449
(0.99)
	-
	14,869
(0.86)
	27,583
(0.98)
	-
	5,482
(0.84)

	測量機


	 4,003
(0.82)
	702
(0.95)
	-
	19,090
(1.26)
	2,497
(1.03)
	-
	9,296
(0.94)

	合　計


	  -    

	54,641
(0.84)
	-
	-

	64,656
(0.87)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの
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